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【はじめに】MEMS 加速度センサの応用拡大に向けて、当研究室では、単一 Au 錘 3 軸静電容量

型 MEMS 加速度センサを検討している[1]。これまで我々は、X、Y 軸の検出電極として、静電容

量型のピラー型電極を提案した[2]。今回、ピラー型電極を単一錘 3 軸 MEMS 加速度センサに適用

するための基本検討を行ったので報告する。 
【デバイス構造】本提案の静電容量検出構造は、柱状のピラー型電極とそれを囲む可動電極で構

成される。特徴は、従来の櫛歯型や平行平板型の X、Y 軸検出電極は配置が加速度センサの錘周

囲に限定されるが、ピラー型電極は加速度センサの錘内部に配置可能である。その結果、電極面

積を大きくでき、X、Y 軸の高感度化を得られる可能性がある。Fig.1(a)、(b)、(c)に、ピラー型電

極を用いた単一錘 3 軸 MEMS 加速度センサの全体図と各軸の検出原理を示す。Z 軸は、上下の固

定電極と錘との差動容量により検出される。X、Y 軸は、ピラー型電極を対称に設置することによ

って差動容量により検出される。 
【評価結果】電解金めっきを用いた積層メタル技術によりピラー型電極を用いた単一錘 3 軸

MEMS 加速度センサを作製した。実験として、加速度印加時の静電容量変化を調べた。その結果

を Fig.2 に示す。印加加速度に対する静電容量変化を X、Y、Z 軸の 3 軸全てにおいて確認した。

Fig.2 の結果をもとに、求めた感度を Table 1 に示す。設計値と実測値が概ね一致していることよ

り、設計手法の妥当性を確認した。 
【結論】ピラー型電極を用いた単一錘 3 軸 MEMS 加速度センサを提案し、設計・試作を行った。

試作デバイスを評価した結果、基本動作を確認した。ピラー型電極が単一錘 3 軸 MEMS 加速度セ

ンサに適用可能であることを確認した。 
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Fig. 1. 3-axis MEMS accelerometer with pillar-shaped 
electrodes. (a)Whole and (b) Z-axis sensing and (c)X,Y-axis 

sensing. 
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Fig. 2. Capacitance as a function of 

input acceleration. 
  

Table 1. Capacitance sensitivity. 
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